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Представлен сравнительный анализ применения плазмотронов различных конструктивных схем для генерации потоков плазмы высокого давления и высокой энтальпии. Показано наличие существенных преимуществ использования для этих целей плазмотронов с межэлектродной вставкой (МЭВ).

Приведены примеры реализации плазмотронов с МЭВ для генерации потоков плазмы высокого давления (рис. 1, а) в задачах аэрофизических исследований, а также высокоэнтальпийных плазменных потоков (рис. 1, б) для нанесения теплозащитных, коррозионно- и износостойких покрытий.
Рассмотрены вопросы применения высокоэнтальпийных плазмотронов с МЭВ в составе комплекса экспресс-исследования свойств высокотемпературных теплозащитных материалов (рис. 1, в).
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	Рисунок 1.


